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研究情報の名称 レーザー反射と総和法による表面凹凸の超高解像度測定法 
概要 
液晶パネルの大きさは年々大型化し，近い将来には“第７
世代”（1800mm×2200mm）が考えられている．この製造過程
で一番問題となるのが，その平面化への研磨である．これに
はリアルタイムの表面凹凸測定法の開発が不可欠であり，さ
らに近い将来には数 nm の測定解像度が不可欠となる．  
 従来の本測定解像度は 1μm 程度であったが，本方法を用
いることにより数 nm の解像度を得ることが出来る． 
 測定には，フラットパネルの鏡面性を生かして，測定面か
らの反射光を利用する．すなわち，試料測定面に凹凸が存在
すれば，必ず傾きが存在し，その面からの反射光はフラット
面とは異なった方向に反射され，受光面上の異なった位置に
到達する．この位置から照射面の傾きを求め，その反射光の
微小な移動距離との積から高さ変化を求め，それを対象位置まで総和していく方法である． 
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